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PLIEGO DE PRESCRIPCIONS TECNICAS PARA LA CONTRACTACION DEL SUMINSITRO E INSTALACION
DE UN EQUIPO DE DEPOSICION POR PULVERIZACION CATODICA O « SPUTTERING DEPOSITION
SYSTEM » PARA LA FUNDACIO INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA (IREC)

EXPEDIENTE N2 24-0625
1. OBIJETO

El objeto del presente pliego es definir las caracteristicas minimas técnicas y funcionales para la
contratacidon del suministro de un equipo de deposicién por pulverizacion catddica o «sputtering
deposition system» (en adelante el equipo de sputtering) para la Fundacié Institut de Recerca en
Energia de Catalunya (en adelante, IREC). Este equipo debera permitir, sin necesidad de elementos
adicionales o auxiliares, realizar la deposicidon de peliculas delgadas de éxido mediante la técnica
conocida como pulverizacién catddica con magnetrdn. Se consideraran peliculas delgadas aquellas que
vayan desde los 10 hasta los 10°® metros.

El sistema de deposicidn por pulverizacién catédica por magnetrén es necesario para llevar a cabo las
tareas del paquete de trabajo 2 del PowerDOT (MCIN/AEI/FEDER, ID de proyecto: PID2022-1420030B-
C21) consistente en la deposiciéon de peliculas delgadas para baterias basadas en protones. La
necesidad de utilizar un sistema de pulverizacidn catédica se ha hecho evidente debido a la necesidad
de depositar finas capas de electrolito sin poros. Todos los intentos realizados con otras técnicas
disponibles, como la deposicidn con laser pulsado (inicialmente considerada), introducen defectos que
dan lugar a severos cortocircuitos eléctricos, imposibilitando la generacidn de un dispositivo de celda
completa. Dada esta evidencia, la adquisicidn de un sistema de pulverizacion catddica se ha convertido
en una necesidad para el logro de los objetivos del proyecto.

El equipamiento es parte del Proyecto PID2022-1420030B-C21 financiado por
MICIU/AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER, UE.

2. COMPONENTES DEL SUBMINISTRO

- Suministro e instalacidn del equipo de sputtering, con las caracteristicas minimas exigidas en este
pliego.

- Suministro e instalacion del sistema y software de control del equipo.

- Entrega de documentacion

- Formacién.

3. REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS DEL EQUIPO DE SPUTTERING

En esta seccidn se describen los requisitos técnicos minimos del equipo de sputtering a suministrar por
la empresa adjudicataria.
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3.1.Camara de proceso y sistema de insercién de vacio/gas:

El proceso de pulverizacidon catddica se llevara a cabo dentro de una camara de acero
inoxidable acabada segun los estdndares UHV, y capaz de << 1 x 107 mbar. Los revestimientos
de la cdmara estardn presentes para proteger las superficies internas y serd posible
reemplazarlos en una operacion rutinaria por parte de un usuario no experto. La cdmara tendra
una puerta frontal que permitira la inspeccién visual de la muestra durante el proceso, la cual
tendra un obturador para proteger la superficie interior.

La cdmara estard conectada a un sistema de bombeo compuesto por una bomba
turbomolecular (con un caudal minimo de 400L/s) y una bomba rotatoria para poder alcanzar
un vaciode 5-10°en un tiempo inferior a 25 min, y de 5-107 en un tiempo inferior a 2 horas. El
nivel de vacio final alcanzado ha de ser no superior a 5 x 10-7 mbar

El proceso de ventilacién de la cdmara debe ser automatizado, alcanzando la temperatura
ambiente en menos de 10 minutos.

Se deben incluir al menos dos lineas de entrada de gas, capaces de introducir Ary O, (o N3) de
forma muy estable y controlada. La insercidn de gas sera controlada por controladores de flujo
masico. Un procedimiento automadtico controlard la presidon de la cdmara (por ejemplo,
mediante una valvula de mariposa colocada delante de la bomba turbomolecular),
proporcionando un control estable y de alta precisidon de la presién con una precisién de +0,1
mTorr

3.2.Portamuestras:

El equipo debe ser capaz de alojar muestras con un didmetro total minimo de 10 mm.

El portamuestras debe ser capaz de moverse hacia arriba y hacia abajo con una longitud de
recorrido de al menos 50 mm mientras esta en vacio.

El portamuestras debe ser capaz de calentar la muestra de forma controlada hasta al menos
10009C. La temperatura tendra que alcanzarse de forma estable y precisa y tiene que ser
posible permanecer a cualquier temperatura fija durante mucho tiempo (al menos 8 horas)

La muestra debe poder rotar para garantizar la homogeneidad (al menos hasta 20 revoluciones
por minuto) y moverse hacia arriba y hacia abajo para definir la distancia a los magnetrones (al
menos 5 cm de longitud de recorrido).

El portamuestras debe permitir la introduccién de muestras manualmente o utilizando una
varilla de transferencia desde un loadlock. Este loadlock puede incluirse en el sistema o ser
objeto de una adquisicién e instalacion futura. El sistema de transferencia con la opcién de
actualizacién de loadlock debe ser sencillo y permitir la introduccion de muestras en menos de
3 minutos.

Se debe incluir un obturador para proteger la muestra del plasma de magnetrén cuando sea
necesario.

3.3.Fuentes de pulverizacidn catodica de magnetrén:

Dos fuentes de pulverizacién catddica de magnetrdn con objetivos circulares de al menos 50
mm (didmetro del objetivo) con espesores entre 2 mm y 6 mm. La fuente esta clasificada para
recibir energia de CC, CC pulsada, RF y HiPIMS, esta refrigerada por agua y se monta a través
de un puerto estdndar con geometria variable de altura y angulo de direccion.

Al menos dos fuentes de alimentacion de RF de al menos 300 W de RF con una unidad de
adaptacion automatica.
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- Capacidad para albergar al menos 4 fuentes de pulverizacién catddica de magnetrén como la
descrita en el punto anterior en configuracion confocal y que puedan funcionar
simultaneamente.

- En cada magnetrén deben incluirse los obturadores necesarios para protegerlos del material
proyectado por otros magnetrones.

Esta configuracion minima del equipo puede ser mejorada por los licitadores de acuerdo con los
criterios de adjudicacidn previstos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

4. SISTEMAY SOFTWARE DE CONTROL DEL EQUIPO

En esta seccidn se describen los requisitos técnicos minimos del sistema y software de control del
equipo de sputtering a suministrar por la empresa adjudicataria:

- Sera posible operar el sistema a través de una interfaz de pantalla (basada en PC). Se incluira
todo el software necesario que permita controlar y supervisar el funcionamiento del sistema
(es decir, presién de la cdmara, entradas de gas, obturadores, fuentes de pulverizacién
catddica, rotacion del sustrato, etc.).

- Para el control del sistema debe suministrarse un ordenador u otro sistema de interfaz
humana, que incluya la pantalla, el teclado, el ratén y todos los componentes necesarios.

- Seincluira todo el software necesario, proporcionando acceso ilimitado a los usuarios.

5. TRANSPORTE, UBICACION E INSTALACION
El transporte de los bienes objeto del suministro se realizard de conformidad con el INCOTERM DPU.

El suministro e instalacidn del equipo debe realizarse en los plazos maximos establecido en el apartado
D del Cuadro de Caracteristicas del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, a contar desde el
dia siguiente de la formalizacién del contrato. Este plazo maximo puede ser mejorado por los licitadores
de acuerdo con los criterios de adjudicacion previstos en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

El equipo de sputtering se entregara en la planta baja de la sede de IREC situada a Carrer Jardins de les
Dones de Negre, 1, 08930 Sant Adria del Besos, Barcelona, Espafia., mediante camién plataforma con
los elementos auxiliares adecuados que permitan (por ejemplo, palets) su transporte mediante una
horquilla manual (proporcionada por IREC).

El sistema suministrado debe incluir cualquier parte, accesorio o componente necesario para una
correcta instalacién. La empresa adjudicataria instalara el equipo de sputtering y el sistema y software
de control del equipo en la ubicacidon del edificio definida por el responsable del contrato. La instalacion
podra producirse con la entrega de los documentos o en un momento posterior, en un plazo que no
podra ser superior a un mes desde la recepcion del equipo, la fecha y hora de la instalacion se acordara
entre el responsable del contrato por IREC y el responsable de la instalacion de la empresa
adjudicataria. La empresa adjudicataria prestara el soporte técnico necesario para garantizar un
sistema plenamente operativo.
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Actas de recepcion provisional y definitiva:

Una vez finalizada la instalacién del equipo y la realizacién de la formacion, el responsable del contrato
comunicara al drgano de Contratacién de IREC esta circunstancia, elaborando el érgano de contratacién
el acta de recepcidn provisional de los suministros realizados. A partir de la fecha de firma por ambas
partes de este documento la empresa adjudicataria podrd emitir la correspondiente factura, de
acuerdo con lo previsto en el PCAP.

Una vez finalizado el periodo de garantia el drgano de contratacion de IREC elaborard el acta de
recepcion definitiva de los suministros realizados.

6. DOCUMENTACION

Una vez suministrado e instalado el equipo, y verificado que estd completamente operativo, la empresa
adjudicataria, entregara toda la documentacion y manuales técnicos de mantenimiento y del usuario
de todos los componentes del sistema instalados en soporte informatico. Dichos manuales también
deben incluir la descripcién del software de operacién, asi como de todos sus modos de
funcionamiento.

7. FORMACION

Una vez suministrado e instalado el equipo, y verificado que esta completamente operativo, la empresa
adjudicataria impartira un curso de formacién para un equipo formado por aproximadamente 4 o 5
personas designadas por IREC. El objetivo de la formacién serd capacitar suficientemente al personal
de IREC en el manejo del sistema y de todos sus componentes, asi como el mantenimiento completo
del equipo.

La formacidn se realizara en el momento de la instalacién del equipo o como maximo en el plazo de 3
dias habiles después de la misma.

8. GARANTIA

El equipo de sputtering debe contar con una garantia de, al menos, 12 meses (a partir del dia siguiente
a la firma del acta de recepcién provisional del sistema suministrado e instalado). La garantia debe
cubrir cualquier defecto o mal funcionamiento del sistema o de cualquiera de sus componentes
(incluidos los vicios ocultos). Esta garantia serd una cobertura a todo riesgo, excluyendo defectos
debidos a un mal uso del equipo por parte de IREC. Esta garantia puede ser mejorada por los licitadores
de acuerdo con los criterios de adjudicacidon previstos en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.
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9. FACTURACION

Mediante factura emitida tras la firma del acta de recepcién provisional de los trabajos, por la totalidad
del importe adjudicado, que debera incluir el desglose valorado de equipos y servicios ejecutados.

Alex Morata
Grup d’investigacio de nanoionica
Fundacid Institut de Recerca en Energia de Catalunya
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